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類 別：研究型實驗室

簡介：
依據本校95年度〝脈衝直流電漿濺鍍系統之田口實驗法最佳化製程參數與模糊控制〞儀器設備專案計畫，及本校94年度之〝脈衝直流電漿濺鍍系統之非侵入式系統模型鑑別與即時閉迴路控制〞儀器設備專案計畫之經費補助，於95年10月5日申請設立本電漿製程實驗室。
主要發展方向係擬對脈衝直流電漿濺鍍系統進行系統鑑別、特性量測與即時控制。由於脈衝直流電源供應器的設計技術日趨成熟，非對稱雙極性脈衝已廣泛被應用於電漿濺鍍之製程中，其主要優點為：當濺鍍介電或絕緣膜時仍可長期保持穩定性，不易產生不安定之電弧放電，以利高品質薄膜的生成，且能克服靶中毒及絕緣靶材不適用的問題。本實驗室之執行(運作)係以非侵入式之量測方式擷取電漿濺鍍製程時之脈衝輸入電壓及輸出電流訊號，配合系統鑑別暨電路合成理論，從而鑑別出系統的系統動態轉移函數與等效電路模型，其不僅具備便宜與簡易之優勢，亦突破以往只藉由理論推導而欠缺實證的缺點，更重要的是能藉由等效電路模型中各元件間之相互關聯性，探討出潛藏於電漿濺鍍系統中難以被描述的非線性時變因子、及其對系統之影響。


成立宗旨：
一、以田口實驗法對稱雙極性脈衝參數(脈衝功率、電壓振幅、工作週期及頻率等)變異及腔體參數(靶材、靶源數、氣體流量、磁場、溫度及真空度等)變異對濺鍍薄膜表面均勻性、粗糙度、膜厚及面電阻值等之影響，從而建立最佳化製程參數之關係。
二、在系統控制方面，結合LabVIEW軟體與GPIB介面進行線上即時製程參數鑑別，從而進行非對稱雙極性脈衝(調整脈衝功率、電壓振幅、工作週期及頻率等參數)之波形控制；此外，藉由電漿光譜分析儀亦將進行製程氣體之最佳比例控制。
三、建立等效電路模型中各元件與各參數間之關連性，並藉由IsSpice軟體進行系統等效電路之模擬，藉以尋找對系統影響最大之元件，從而反推出濺鍍製程中影響最巨之變動因子。


實驗機台與設備：
1. 製程機台
1.1 磁控濺鍍機(Magnetron Sputter)
濺鍍方法包括直流濺鍍、射頻濺鍍、三極濺鍍等，其濺鍍率都偏低，原因是放電過程中，氣體分子之電離度太低。若能加一磁場使電子能以螺旋方式前進則可增加電子與氣體分子碰撞的機會，而提高分子的電離度，因而使濺鍍速率升高，磁控濺鍍可在比較低的氣壓下進行，因此薄膜品質也比前述三種的好。由於磁場會把電子偏離基板，因此基板溫度不會升的太高，所以磁控濺鍍可度膜在一些較不耐高溫的基板。但磁控濺鍍對強磁性材料無效，而且射面無法均勻所以靶材的利用率低。
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1.2 EmiCon電漿光譜分析儀(Optical Emission Spectrometer，OES)
光譜分析儀是以火花放電(Spark)將原子之電子激發到能量較高的軌域，當電子再返回到原軌域時，以轉換為相對射線釋放出其能量差，射線可以使用波長來區分，因每一元素原子序及結構不同，所獲得射線種類及其光譜亦不同。光譜分析儀中所使用射線之波長介於170 nm到800 nm，約有五萬多條光譜供選擇。將試樣激發收集到特定原子發射光譜線，利用電荷耦合元件感應此光譜線，並將影像轉變成數字信號，再以電腦系統計算出待測物元素濃度百分比，即可用以對照並判斷金屬編碼。
[image: E:\01 清雲資料備份\10_1 陳彥維(2010年畢業)碩士論文資料(無需更新)\EmiCon.bmp]


2. [bookmark: OLE_LINK1]電子儀器
2.1 Agilent 4294A精密阻抗分析儀(Precision Impedance Analyzer)
阻抗分析儀能在阻抗範圍和寬頻率範圍進行精確測量，它利用物體具有不同的導電作用，在物體表面加一固定的低電平電流時，通過阻抗計算出物體的各種器件、設備參數和性能優劣。阻抗分析儀主要適用對象為各類超音波器件阻抗特性的測量，包括：壓電陶瓷、換能器、超音波清洗機、超音波塑焊機、水聲、磁致伸縮材料、超音波粉碎機、超音波霧化、超音波潔牙、超音波測距、超音波乳化、超音波除垢、超音波馬達等等所有使用超音波的設備。
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2.2 nF HAS 4011高速雙極性功率放大器(High Speed Bipolar Amplifier)
功率放大器是指在給定失真率條件下，能產生最大功率輸出以驅動某一負載的放大器。HSA系列能夠處理從直流到最高10MHz的信號，是一種高速、寬頻帶、高電壓輸出的雙極性方式的電壓放大型功放。電壓與電流可以4象限正負輸出，對諸如壓電元件和線圈那樣的電容性負載或電感性負載能夠穩定地運行。
[image: DSC00010]
2.3 Agilent DSO 6034A示波器(Oscilloscope)
示波器是一種用途十分廣泛的電子測量儀器。它能把肉眼看不見的電信號變換成看得見的圖像，便於人們研究各種電現象的變化過程。示波器利用狹窄的、由高速電子組成的電子束，打在塗有螢光物質的屏面上，就可產生細小的光點。在被測信號的作用下，電子束就好像一支筆的筆尖，可以在屏面上描繪出被測信號的瞬時值的變化曲線。利用示波器能觀察各種不同信號幅度隨時間變化的波形曲線，還可以用它測試各種不同的電量，如電壓、電流、頻率、相位差、調幅度等等。
[image: IMG_0523]
2.4 Tektronix TDS 1002示波器(Oscilloscope)
示波器是一種用途十分廣泛的電子測量儀器。它能把肉眼看不見的電信號變換成看得見的圖像，便於人們研究各種電現象的變化過程。示波器利用狹窄的、由高速電子組成的電子束，打在塗有螢光物質的屏面上，就可產生細小的光點。在被測信號的作用下，電子束就好像一支筆的筆尖，可以在屏面上描繪出被測信號的瞬時值的變化曲線。利用示波器能觀察各種不同信號幅度隨時間變化的波形曲線，還可以用它測試各種不同的電量，如電壓、電流、頻率、相位差、調幅度等等。
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3. 軟體
3.1 NI LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench，實驗室虛擬儀器工程平台)
LabVIEW早期是為了儀器自動控制所設計，至今轉變成為一種逐漸成熟的高階程式語言。圖形化程式與傳統程式語言之不同點在於程式流程採用"資料流"之概念打破傳統之思維模式，使得程式設計者在流程圖構思完畢的同時也完成了程式的撰寫。LabVIEW率先引入了特別的虛擬儀表的概念，使用者可透過人機介面直接控制自行開發之儀器。此外LabVIEW提供的函式庫包含：訊號擷取、訊號分析、機器視覺、數值運算、邏輯運算、聲音震動分析、資料儲存...等。由於LabVIEW特殊的圖形程式簡單易懂的開發介面，縮短了開發原型的速度以及方便日後的軟體維護，因此逐漸受到系統開發及研究人員的喜愛。目前廣泛的被應用於工業自動化之領域上。
[image: LAB.bmp]
3.2 NI VBAI (Vision Builder for Automated Inspection，實驗室虛擬儀器工程平台)
VBAI是NI推出的一款視覺檢查軟體產品，NI稱其為用於自動檢測的視覺生成器。它是用VDM開發的一個簡易的集成的視覺應用產品，應用VBAI，基本上不需要程式設計，只需要選擇合適的功能函數(Steps/VI)，配置好參數，就可以完成許多測試。此工具是實驗室進行快速視覺效果驗證的理想工具，也是生產線實現簡易測試的理想測試平臺。
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4. 機電整合系統
4.1 Kondo KHR-2HV二足式人型機器人
KHR-2HV為日本近藤科學(Kondo Kagaku)株式會社所開發，可用於教育/娛樂用途之第二代Kondo機器人。其擁有17個自由度(使用17顆KRS-788HV伺服馬達，機器人之RCB-3J控制板可控制24軸，亦即可擴充至24個自由度)，並採用10.8V High Voltage的電力，具有更大的爆發力。機構上除了比第一代更加輕巧外，也增加了間隔阻力套件，使得機器人更具穩定性，同時也具備上一代Kondo人性化的教導模式，讓使用者更加容易上手。控制器上的進化也由先前的二塊式改為單一控制板，且控制板上的按壓式開關也改為活動式開關，而連接在電腦與Kondo機器人的連接線也改為隨插即用的USB高速介面。此外，搭配近藤科學開發的Heart to Heart操控設定軟體，讓使用者可簡易地進行動作編輯與修改。
[image: D:\105年度\03 重大工作\11 新興高中飛機修護科機器人教學\01 CYU_97年度_04 校內相關補助及計畫_專案計畫(提案)\04 17軸機器人照片\01 全圖-1.JPG]
4.2 U-Bot機器人移動平台
工業技術研究院所開發的機器人移動平台(U-Bot)為兩輪差動控制的移動平台，提供了直線、旋轉的速度運動控制及定位運動控制功能。內建16個超音波測距離感知器及4個紅外線測距離感知器，為開發智慧型機器人的最佳移動平台。
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4.3 液壓升降機系統
為一自行設計、結合液壓馬達與鋼索、低樓層之教學用升降機系統。結合本系既有之氣液壓、PLC等課程，讓學生能將理論實務應用在真實的電梯系統中，包括：熟悉電梯系統之實務運作、熟悉電梯系統之PLC可程式控制、熟悉電梯系統之機電整合控制、熟悉電梯系統之流體液壓剎車機制、熟悉電梯系統之動態特性量測、熟悉電梯系統之訊號擷取與分析。
[image: 04 圖4]
4.4 自動化光學檢測系統
為一自行設計、應用機器視覺搭配影像辨識技術、特別考量針對一圓柱工件之瑕疵與尺寸進行檢測之AOI系統。結合CCD攝影機與LabVIEW VBAI及雷射位移影像視覺模組對圓柱工件進行檢測，且設計光源固定架利於調整打光方式。可進行檢測項目包含：工件外觀表面瑕疵檢測、瑕疵尺寸量測，並利用LabVIEW VBAI圖控程式與雷射位移影像視覺模組，以達到自動化檢測之目的，進而取代人工方式檢測瑕疵與尺寸，提高效率與辨識瑕疵及尺寸之正確性與可靠度，降低誤判情形發生，使生產之產品有更精良的品管品質。
[image: E:\01 清雲資料備份\14_1 王琬琦(2012年畢業)碩士論文資料(無需更新)\論文所有資料\第五章\檢測站\IMG_1547.JPG]
4.5 雙軸壓電致動平台
為一自行建構的長行程壓電致動平台，並輔以模糊控制器，可進行平台的精密定位控制。當中使用了自行發展的4-9-9-14壓電致動器來作為平台之驅動元件，配合使用圖形監控軟體LabVIEW及資料擷取卡NI PCI-6115以得到光學尺之正確位置訊號；由於壓電致動器具有非線性之特性，故輔以模糊控制器之設計來達到平台定位之目的。此壓電致動平台可達到50nm以下之精密定位等級。
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教學科目：電機學、自動控制、機器人學與實務應用、自動檢測系統、自動化實務
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